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12″대응 매엽식 석영 유리 웨이퍼 이재장치

설비규격

각부사양

개요
본 장치는 φ300mm (12″) 석영 유리 웨이퍼를 스테이지①~스테이지②캐리어간에
자동적으로 매엽으로 이재를 실시하는 시스템입니다.

처리물
1. 웨이퍼

    • φ300mm 석영유리・노치
    • 직경 φ300mm ± 0.2mm
    • 두께 400~700μm
    • 휘어짐 40μm이하
    • 접총가능범위 위이퍼 뒷면
2. 캐리어

    • 오토도어FOSB 형식 지정품
    • FOUP 형식 지정품
    • 웨이퍼 수납 피치 10mm

스루풋
  • 노치 맞추기를할경우
  • 택트 타임・이재시간：6분30초/25매이하

외형치수
별지 도면을 참조해주십시오.

각부사양(1)
스테이지 1(로더)

1. 장치 정면 좌측 스테이지
2. 대응 캐리어
    ① 오토도어FOSB 웨이퍼 수납 피치 10mm×25매
    ② FOUP SEMI규격품 웨이퍼 수납 피치 10mm×25매
3. 쎈서기능
    ① 카세트 내의 웨이퍼 재하 확인용 투과식 매핑 센서를 설치한다.

각부사양(2)
스테이지 2(언로더)

1. 장치 정면 좌측 스테이지
2. 대응 캐리어
    ① 오토도어FOSB 웨이퍼 수납 피치 10mm×25매
    ② FOUP SEMI규격품 웨이퍼 수납 피치10mm×25매
3. 쎈서기능
    ① 카세트 내의 웨이퍼 재하 확인용 투과식 매핑 센서를설치한다.

각부사양(3)
1. 동작 신축・선회・상하 3축 로봇(서보모터 구동)
2. 로보핸드 CFRP제 웨이퍼 접촉부 PEEK 엣지 홀드방식
3. 웨이퍼 이재 사양 기본은 카세트 하부~출입→상단~수납으로한다. 
4. 평행이재・뽑기도 가능하게 한다.


